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Тема дисертації:
1. Процеси низькотемпературного структуроутворення у приповерхневих шарах твердих тіл під впливом
атомно-іонних потоків

2. Processes of low-temperature structure formation in the near-surface layers of solids under action of atomic-
ion fluxes

Реферат:
1. Об'єкт: структура приповерхневих шарів твердих тіл, що утворюються при низькотемпературному впливі
атомно-іонних потоків. Мета: встановлення закономірностей фізичних процесів низькотемпературного
формування структури приповерхневих шарів твердих тіл під впливом атомно-іонних потоків. Методи:
метод парних зіткнень, метод молекулярної динаміки, кінетичний метод Монте-Карло, методи чисельного
розв'язання диференціальних рівнянь. Встановлено, що при низькотемпературному осадженні
наноструктура тонких шарів металів визначається процесами виникнення і розвитку морфологічної
нестійкості на поверхні плівки у процесі її росту. Вивчено вплив низькоенергетичного опромінення
власними іонами на морфологію поверхні й об'ємну мікроструктуру плівок міді і ніобію. Встановлено, що



зміна величини і знака мікронапруг у зростаючих плівках під опроміненням обумовлена утворенням
кластерів міжвузельних атомів, що виникають у результаті розвитку каскадів атом-атомних зіткнень.
Встановлено особливості процесів формування поверхневих шарів при імплантації металевих і газових іонів,
а також при іонно-стимульованому осадженні. Встановлено, що існує область значень іонного струму та
енергії іонної обробки, для яких процес іонного азотування проводиться найбільш ефективно. Галузь
застосування: фізика твердого тіла, нанофізика

2. The object is the structure of near-surface layers of solids, which form under low-temperature influence of
atom-atom fluxes. Aim: the determination of peculiarities of physical processes of low-temperature near-surface
layers of solids structure formation under the influence of atomic-ion fluxes. Methods: method of pair collisions,
method of molecular dynamics, the kinetic method of Monte-Carlo, the methods of numerical solutions of
differential equations. It is established that the nanostructure of thin layers of metals under the low-temperature
precipitation is determined by the processes of generation and development of morphological instability on the
surface of the film during its growth. The influence of low-energy irradiation by self ions on the surface
morphology and on the volume microstructure of niobium and copper films is investigated. It is established that
the change of the value and character of microstresses in the films, which grow under irradiation is determined by
the formation of clusters of internodal atoms, which appear as a result of the development of atom-atom collision
cascades. The peculiarities of near-surface layers of solids under the implantation of metallic and gas ions and also
under the ion-stimulated precipitation are determined. It is established that the field of ion current values and of
ion processing energies, for which the process of ion nitration can be performed the most effectively. Field of
application: physics of solid state, nanophysics
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